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(57)【要約】
【課題】ロード・アンロード耐久試験にも合格すること
ができる磁気ディスクの信頼性評価が可能な磁気ディス
クの製造方法を提供する。
【解決手段】磁気ディスクを回転させた状態で、測定環
境の気圧を徐々に減少させることにより磁気ヘッドを磁
気ディスクの表面に接触させた後、測定環境の気圧を徐
々に増加させることで磁気ヘッドが磁気ディスクの表面
から浮上したときの圧力を測定し、測定した圧力以下の
気圧において測定環境の気圧を急速に増加させて磁気ヘ
ッドを磁気ディスクの表面から引き離し、このときの磁
気ヘッドのスライダ表面への潤滑剤の付着量を判定する
。これにより、ロード・アンロード耐久試験との相関を
とれることができ、ロード・アンロード耐久試験にも合
格することができる信頼性の高い磁気ディスクを得るこ
とが可能となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最上層に潤滑層を有する磁気ディスクの前記潤滑層を評価する評価工程を含む製造方法
であって、前記評価工程は、前記磁気ディスクを回転させて前記磁気ディスクの上方に磁
気ヘッドを浮上させる磁気ヘッド浮上工程と、前記磁気ディスクを回転させた状態で、測
定環境の気圧を徐々に減少させて前記磁気ヘッドを前記磁気ディスクの表面に接触させた
後、前記測定環境の気圧を徐々に増加させて前記磁気ヘッドが前記磁気ディスクの表面か
ら浮上したときの圧力を測定するＴＯＰ測定工程と、前記ＴＯＰ測定後の前記磁気ヘッド
のスライダ表面への潤滑剤の付着量に基づき、前記磁気ディスクの浮上特性の合否を判定
する第１ヘッド判定工程と、前記磁気ディスクを回転させた状態でＴＯＰ測定圧力以下の
気圧において前記測定環境の気圧を急速に増加させて前記磁気ヘッドを前記磁気ディスク
の表面から引き離す急速離脱工程と、前記磁気ヘッドのスライダ表面への潤滑剤の付着量
に基づき、前記磁気ディスクの浮上特性の合否を判定する第２ヘッド判定工程と、を含む
ことを特徴とする磁気ディスクの製造方法。
【請求項２】
　前記ＴＯＰ測定工程における気圧の増加速度をＡ（Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ２）とし、前記急
速離脱工程における気圧の増加速度をＢ（Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ２）とした場合、絶対値がＢ
≧１０Ａであることを特徴とする請求項１記載の磁気ディスクの製造方法。
【請求項３】
　前記磁気ディスクは、ロード・アンロード方式のハードディスクドライブ装置に用いら
れる磁気ディスクであることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の磁気ディスクの製
造方法。
【請求項４】
　前記磁気ディスクは、２．５インチ以下の直径を有することを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれかに記載の磁気ディスクの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータなどに搭載されるハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ）の情
報記録媒体として用いられる磁気ディスクの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報処理の大容量化に伴い、各種の情報記録技術が開発されている。特に磁気記
録技術を用いたＨＤＤの面記録密度は年率１００％程度の割合で増加し続けている。最近
ではＨＤＤ等に用いられる２．５インチ径の磁気ディスクにして、１枚あたり２５０ＧＢ
を超える情報記録容量が求められるようになってきている。このような情報記録密度の増
加に伴い、円周方向の線記録密度（ＢＰＩ:Bit　Per　Inch）、半径方向のトラック記録
密度（ＴＰＩ:Track　Per　Inch）のいずれも増加の一途を辿っている。さらに、磁気デ
ィスクの磁性層と、磁気ヘッドの記録再生素子との間隙（磁気的スペーシング）を狭くし
てシグナルノイズ比（Signal-Noise　Ratio：ＳＮＲ）を向上させる技術も検討されてい
る。
【０００３】
　ＨＤＤの起動停止方式において、磁気ディスクの非使用状態（停止状態）において磁気
ヘッドがディスク表面に載置されるＣＳＳ方式（コンタクトスタートストップ方式）から
停止状態のときに磁気ヘッドがディスク外周側に退避されるＬＵＬ方式（ロード・アンロ
ード方式）へほぼ移行している。これにより磁気ディスク上にコンタクト時の吸着防止の
凹凸を設ける必要がなくなったため、ディスク表面の更なる平滑化が可能となり、磁気ヘ
ッドの浮上量の狭隘化が図れる。
【０００４】
　磁気ヘッドの低浮上量化に伴い、外部衝撃や飛行の乱れによって磁気ヘッドがディスク



(3) JP 2010-86591 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

表面に接触する可能性が高まっている。このため磁気ディスクには、磁気ヘッドが衝突し
た際に、磁気記録層の表面が傷つかないように保護する媒体保護層が設けられ、さらに保
護層の上には磁気ヘッドの接触摺動のダメージを緩和するために潤滑剤が塗布されている
。潤滑剤の使用例として、例えば特許文献１には、ＨＯＣＨ２－ＣＦ２Ｏ－(Ｃ２Ｆ４Ｏ)
ｐ－(ＣＦ２Ｏ)ｑ－ＣＨ２ＯＨの構造をもつパーフロロアルキルポリエーテルの潤滑剤を
塗布した磁気ディスクが開示されている。
【０００５】
　潤滑剤を塗布することにより磁気ヘッドの接触時のダメージを低減することが可能であ
るが、浮上量低下により潤滑層とディスク表面との間で間欠的な接触状態に置かれると、
ディスク表面からヘッドスライダ表面への潤滑剤の移着が起こりやすくなる。この移着量
が多くなると、ヘッドスライダとディスクと間に潤滑層の架橋が形成されてメニスカス力
と呼ばれる吸着力が発生し、ヘッドスライダの安定浮上を妨害する。
【０００６】
　ＳＮＲ向上には、磁気ヘッドの低浮上量化は不可欠であるため、移着の起こりにくい潤
滑剤の開発及びその評価方法の確立が必要となる。評価方法の一例として、例えば特許文
献２には、磁気ディスクから所定量浮上し、潤滑剤との衝突を圧電素子やＡＥ（Acoustic
　Emission）センサで検出する浮上ヘッドで、磁気ディスクの回転数を下げていき浮上ヘ
ッドが磁気ディスクの液体潤滑剤と摺動を開始する速度（ＴＤＶ:Touch　Down　velocity
）と、磁気ディスクの回転数を上げていき浮上ヘッドが磁気ディスクから再浮上して摺動
や衝突が終了する速度（ＴＯＶ:Take　Off　velocity）との差から、浮上ヘッドの磁気デ
ィスク面からの離脱特性を求める技術が開示されている。また、磁気ヘッドの浮上量を圧
力依存で操作するＴＤＰ／ＴＯＰ（Touch　Down　Pressure/Take　off　pressure）試験
により同様の評価を行うことも可能である（例えば特許文献３参照）。
【０００７】
　従来のＴＤＰ／ＴＯＰ測定等により潤滑剤のメニスカス力が大きく離脱特性が悪いと判
断された磁気ディスクは、ロード・アンロード耐久試験でも同様に合格率が低く、相関を
取ることが可能であった。これにより安定した品質を磁気ディスクに保証することができ
た。なお、ロード・アンロード耐久試験は、磁気ディスクをハードディスクドライブ装置
に搭載し、例えば６０万回以上というような多数回に亘って連続してロード・アンロード
動作を繰り返すものである。ドライブの動作形態に最も近い評価試験であるが、磁気ディ
スクと浮上ヘッドを用いる実装試験であり、結果を得るために多大な時間と費用を要する
試験である。
【特許文献１】特開昭６２－０６６４１７号公報
【特許文献２】特開２００７－０９５１７６号公報
【特許文献３】特開２００７－１１５３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、ＨＤＤはカーナビ、携帯音楽プレーヤー等に用途が展開されている。従来のＰＣ
使用時と比較して振動・圧力など環境が大きく変化するため、磁気ヘッドが衝突する機会
はさらに増加する。従来よりもさらに高い信頼性、耐久度が磁気ディスクに要求されるこ
ととなり、ロード・アンロード耐久試験でも６０℃、湿度８０％といった過酷な環境下で
の試験が導入されて評価が行われている。
【０００９】
　これまでＴＤＰ／ＴＯＰ試験で良好と判断された磁気ディスクでも６０℃、湿度８０％
ロード・アンロード（ｈａｒｄ　Ｌ／ＵＬ）耐久試験では不合格となる事例が増加してき
た。さらに磁気ヘッドの浮上量は１０ｎｍ以下まで低減されたことで、離脱特性試験とロ
ード・アンロード耐久試験との相関を取ることが困難となった。
【００１０】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、磁気ヘッドの浮上量は１０ｎｍ以下で
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あるＨＤＤのロード・アンロード耐久試験にも合格することができる信頼性の高い磁気デ
ィスクを得ることができる磁気ディスクの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の磁気ディスクの製造方法は、最上層に潤滑層を有する磁気ディスクの前記潤滑
層を評価する評価工程を含む製造方法であって、前記評価工程は、前記磁気ディスクを回
転させて前記磁気ディスクの上方に磁気ヘッドを浮上させる磁気ヘッド浮上工程と、前記
磁気ディスクを回転させた状態で、測定環境の気圧を徐々に減少させて前記磁気ヘッドを
前記磁気ディスクの表面に接触させた後、前記測定環境の気圧を徐々に増加させて前記磁
気ヘッドが前記磁気ディスクの表面から浮上したときの圧力を測定するＴＯＰ測定工程と
、前記ＴＯＰ測定後の前記磁気ヘッドのスライダ表面への潤滑剤の付着量に基づき、前記
磁気ディスクの浮上特性の合否を判定する第１ヘッド判定工程と、前記磁気ディスクを回
転させた状態でＴＯＰ測定圧力以下の気圧において前記測定環境の気圧を急速に増加させ
て前記磁気ヘッドを前記磁気ディスクの表面から引き離す急速離脱工程と、前記磁気ヘッ
ドのスライダ表面への潤滑剤の付着量に基づき、前記磁気ディスクの浮上特性の合否を判
定する第２ヘッド判定工程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　この方法によれば、磁気ディスクである磁気ディスクの固有の値であるＴＯＰを測定し
、測定したＴＯＰを含む所定の圧力間で急速に気圧を増加させて判定を行うので、磁気ヘ
ッドがディスク表面から浮上する際に磁気ヘッドとディスク表面との間に形成されるメニ
スカス（液体架橋）から磁気ヘッドのスライダへの潤滑剤の移着量を増やすことができる
。急速浮上を行った磁気ヘッドのスライダに潤滑剤の付着が確認される磁気ディスクは十
分な信頼性を保有していないことが判明したので、ディスク表面から急速浮上を行った磁
気ヘッドのスライダにおける潤滑剤の付着を判定することにより、より厳しいロード・ア
ンロード耐久試験にも合格することができる信頼性の高い磁気ディスクを得ることが可能
となる。
【００１３】
　本発明の磁気ディスクの製造方法においては、前記ＴＯＰ測定工程における気圧の増加
速度をＡ（Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ２）とし、前記急速離脱工程における気圧の増加速度をＢ（
Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ２）とした場合、絶対値がＢ≧１０Ａであることが好ましい。
【００１４】
　本発明の磁気ディスクの製造方法においては、前記磁気ディスクは、ロード・アンロー
ド方式のハードディスクドライブ装置に用いられる磁気ディスクであることが好ましい。
【００１５】
　本発明の磁気ディスクの製造方法においては、前記磁気ディスクは、２．５インチ以下
の直径を有することが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態
に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、本発明の理解を容易とするための例示に
すぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。
【００１７】
　本発明者は、ＴＤＰ／ＴＯＰ測定後の磁気ヘッドのスライダへの潤滑剤付着（転写）の
有無により浮上特性の合否判定（第１判定）を行うと共に、磁気ディスクを回転させた状
態でＴＯＰ測定圧力以下の気圧において測定環境の気圧を急速に増加させてスライダへの
潤滑剤付着（転写）の有無により浮上特性の合否判定（第２判定）を行う。すなわち、Ｔ
ＯＰを測定する際に、圧力の増加速度に差を付けてそれぞれ判定を行う。この場合におい
て、圧力の増加速度が相対的に大きい状態でのＴＯＰ測定は、厳しい条件下での評価とな
る。このように２つの条件下で判定を行うことにより、より厳しい環境下での評価を行う
ことができ、信頼性の高い磁気ディスクを判定することが可能となる。
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【００１８】
　図５は、ＴＯＰ測定時における磁気ヘッドのスライダへの潤滑剤付着過程を示す図であ
る。同図において、磁気ヘッドのスライダ２００が磁気ディスク１００の表面から浮上す
る場合、媒体保護層１３０上に形成された潤滑層１４０を構成する潤滑剤は液体としての
性質を持つため、磁気ヘッドのスライダ２００とディスク表面との間にメニスカス３００
が形成される。通常のＴＯＰよりも急速で磁気ヘッドを引き離すことでメニスカス３００
から磁気ヘッドのスライダ２００へ移着する移着潤滑剤３００ａを増加させることができ
る。通常のＴＯＰよりも急速で磁気ヘッドを引き離す条件での評価を採用することにより
、過酷である６０℃、湿度８０％ロード・アンロード耐久試験に対応した評価を行うこと
が可能となる。このため、通常のＴＯＰではロード・アンロード耐久試験との相関を取る
ことが困難であったロード・アンロード耐久試験との相関を取ることができる。なお、測
定環境の圧力は、真空ポンプと系を開放するコックを併用することで特定の圧力に制御す
ることが可能である。この場合においては、プログラムを用いた正確な制御方法が望まし
い。
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態に係る磁気ディスクの製造方法について説明する。
　（媒体製造）
　図１は、本実施の形態に係る磁気ディスク１００の構成を説明する図である。同図に示
す磁気ディスク１００は、ディスク基板１１０、磁気記録層１２０、媒体保護層１３０、
潤滑層１４０を有して構成される。
【００２０】
　ディスク基板（磁気ディスク用基板）１１０としては、例えば、ガラス基板、アルミニ
ウム基板、シリコン基板、プラスチック基板などを用いることができる。好ましくは、ア
モルファスのアルミノシリケートガラスをダイレクトプレスで円板状に成型したガラスデ
ィスクが用いられる。なお、ガラスディスクの種類、サイズ、厚さ等は特に制限されない
。
【００２１】
　磁気記録層１２０は、軟磁性層、下地層など直接磁気記録を担わない層も含めた積層構
造を有する。例えば、磁気記録層１２０は、主にディスク基板と磁性層との接着を行う付
着層、垂直磁気記録方式において記録層に垂直方向に磁束を通過させるために記録時に一
時的に磁路を形成する軟磁性層、磁気記録層の磁化容易軸をディスク垂直方向に配向させ
るための下地層、情報を保存し記録再生を行う磁性層を、その順で形成することにより構
成されている。
【００２２】
　媒体保護層１３０は、真空を保った状態でカーボンをＣＶＤ法により成膜して形成され
る。媒体保護層１３０は、磁気ヘッドの衝撃から磁気記録層１２０を保護する。一般にＣ
ＶＤ法によって成膜されたカーボンはスパッタリング法によって成膜したものと比べて膜
硬度が向上するので、磁気ヘッドからの衝撃に対してより有効に磁気記録層１２０を保護
することができる。
【００２３】
　潤滑層１４０は、ＰＦＰＥ（パーフロロポリエーテル）をディップコート法により成膜
して形成される。ＰＦＰＥは長い鎖状の分子構造を有し、媒体保護層１３０表面のＮ原子
と高い親和性をもって結合する。この潤滑層１４０の作用により、磁気ディスク１００の
表面に磁気ヘッドが接触しても、媒体保護層１３０の損傷や欠損を防止することができる
。ＰＦＰＥを成膜後には高温処理もしくはＵＶ処理をすることでＰＦＰＥ分子と媒体保護
層１３０との結合の増強を行うことができる。
【００２４】
　（検査工程）
　図２は、本実施の形態に係る磁気ディスク１００の製造方法の流れを説明するためのフ
ローチャートである。
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　まず磁気ディスク１００を回転させ、回転により磁気ディスク１００の上方に磁気ヘッ
ドを浮上させる（ステップＳ１０）。次に、磁気ディスク１００を一定の速度で回転させ
た状態で、測定装置内の気圧を段階的に減少させることにより磁気ヘッドを磁気ディスク
１００の表面に接触させ、接触したときの圧力（ＴＤＰ）を測定する（ステップＳ１１）
。接触を確認した後に気圧を段階的に増加させて、磁気ヘッドが浮上したときの圧力（Ｔ
ＯＰ）を測定する（ステップＳ１２）。このとき気圧の減少・増加速度の絶対値は等しい
ものとする。
【００２５】
　ここで、磁気ヘッドのスライダ面を観察する（ステップＳ１３）。この場合、潤滑剤の
移着量の評価は光学顕微鏡を使用した目視検査によって判定することが可能である。さら
にＸ線光電子分光法により潤滑剤を構成する元素のスペクトル強度を測定することによっ
て定量的な調査及び判定を行うことが可能である。上記の検査によって磁気ヘッドのスラ
イダ表面への潤滑剤付着の有無を判定する（第１判定）（ステップＳ１４）。磁気ヘッド
のスライダ表面に潤滑剤付着がないと判断された場合、磁気ディスク１００の耐久性があ
ると判定し（ステップＳ１５）、付着潤滑剤があると判断された場合、磁気ディスク１０
０の耐久性がないと判定する（ステップＳ１６）。
【００２６】
　さらに、磁気ディスク１００を回転させた状態で、ＴＯＰ測定工程において測定したＴ
ＯＰ以下から気圧を急速に増加させることで磁気ヘッドを磁気ディスク１００の表面から
引き離す（離脱工程、ステップＳ１７）。ここで、ＴＯＰ測定工程で気圧を増加させる速
度をＡ（Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ２）とし、離脱工程で気圧を増加させる速度をＢ（Ｔｏｒｒ／
ｓｅｃ２）とした場合、絶対値はＢ≧１０Ａである。
【００２７】
　離脱工程後、磁気ヘッドのスライダ面を観察する（ステップＳ１８）。この場合、潤滑
剤の移着量の評価は光学顕微鏡を使用した目視検査によって判定することが可能である。
さらにＸ線光電子分光法により潤滑剤を構成する元素のスペクトル強度を測定することに
よって定量的な調査及び判定を行うことが可能である。上記の検査によって磁気ヘッドの
スライダ表面への潤滑剤付着の有無を判定する（第２判定）（ステップＳ１９）。磁気ヘ
ッドのスライダ表面に潤滑剤付着がないと判断された場合、磁気ディスク１００の耐久性
は十分であると判定し（ステップＳ２０）、付着潤滑剤があると判断された場合、磁気デ
ィスク１００の耐久性は十分ではないと判定する（ステップＳ２１）。
【００２８】
　ＴＯＰは磁気ディスク１００及び磁気ヘッドの個体差（ディスク表面の粗さ等の磁気デ
ィスクの表面状態や磁気ヘッドのスライダ表面粗さ）により変化する値である。したがっ
て、磁気ディスクや磁気ヘッドによりＴＯＰがばらつくことになる。このようなＴＯＰを
基準に磁気ディスクの潤滑層の良否判定を行う場合、従来のようなレベルのヘッド浮上量
での評価では対応できていたが、ヘッド浮上量が１０ｎｍレベルになると、６０℃、湿度
８０％ロード・アンロード耐久試験のような過酷な試験では相関がとれない。本発明にお
いては、これに加えて、離脱工程においてＴＯＰを含む特定の気圧間隔で気圧を増加させ
ることで、磁気ディスク１００及び磁気ヘッドの個体差を吸収することができ、どの磁気
ディスク、どの磁気ヘッドを用いても同じ大きさで離脱工程を行うことが可能となる。そ
の結果、６０℃、湿度８０％ロード・アンロード耐久試験のような過酷な試験と相関がと
れ、より信頼性の高い磁気ディスクの良否判定を行うことが可能となる。
【００２９】
　次に、本発明の効果を明確にするための実施例について説明する。
　本実施例において、外径６５ｍｍ、内径２０ｍｍ、ディスク厚０．６３５ｍｍのディス
ク基板１１０上に、真空引きを行った成膜装置を用いて、ＤＣマグネトロンスパッタリン
グ法にてＡｒ雰囲気中で、磁気記録層１２０から潤滑層１４０まで順次成膜を行った。こ
のとき、媒体保護層１３０はＣＶＤ法によりＣ２Ｈ４及びＣＮを用いて成膜し、潤滑層１
４０はディップコート法によりＰＦＰＥを用いて形成した。
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【００３０】
　本実施例では、潤滑層１４０の構成が異なる３種類の２．５インチ磁気ディスク１００
を作製した。すなわち、潤滑層１４０の膜厚が１．４ｎｍで、潤滑剤のベーク温度が１１
０℃である磁気ディスク（磁気ディスク＃１）と、潤滑層１４０の膜厚が１．４ｎｍで、
潤滑剤のベーク温度が９０℃である磁気ディスク（磁気ディスク＃２）と、潤滑層１４０
の膜厚が１．８ｎｍで、潤滑剤のベーク温度が１１０℃である磁気ディスク（磁気ディス
ク＃３）とを作製した。
【００３１】
　（ＴＯＰ測定工程）
　図３は、本実施例における磁気ディスク１００のＴＯＰを測定した結果を説明するため
の図であり、例として磁気ディスク＃１を測定した結果を示す。本実施例におけるＴＯＰ
測定には、Ｋｕｂｏｔａ　Ｃｏｍｐｓ株式会社製の磁気ディスクテストシステムＨＤＦ　
tester　２００７を用いた。図３では縦軸に磁気ヘッドに与えられる振動を検出したＡＥ
電圧を示し、横軸に測定環境気圧を示しており、縦軸のＡＥ電圧が検出限界値である２Ｖ
となると磁気ヘッドが磁気ディスク１００の表面に接触したことを示す。
【００３２】
　まず、磁気ディスク１００上に、磁気ヘッドをロードさせて、磁気ディスク１００の回
転の速度（周速）を１０．０（ｍ／ｓｅｃ）で固定した後に、気圧を７６０（Ｔｏｒｒ）
から２４０（Ｔｏｒｒ）まで５（Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ）刻みで減少させた。
【００３３】
　図３に示すように、磁気ディスク＃１では、気圧２６０（Ｔｏｒｒ）のときに検出電圧
が２Ｖとなっているため、気圧２６０（Ｔｏｒｒ）において磁気ヘッドが磁気ディスク＃
１の表面に接触したことを示している。つまり磁気ディスク＃１のＴＤＰは２６０（Ｔｏ
ｒｒ）である。その後、２４０（Ｔｏｒｒ）から７６０（Ｔｏｒｒ）まで気圧を５（Ｔｏ
ｒｒ／ｓｅｃ）刻みで増加させると、気圧３９０（Ｔｏｒｒ）において検出電圧が０Ｖと
なり磁気ヘッドが磁気ディスク＃１の表面から浮上したことを示している、つまり磁気デ
ィスク＃１のＴＯＰは３９０（Ｔｏｒｒ）である。同様に磁気ディスク＃２及び磁気ディ
スク＃３のＴＯＰを測定した結果、それぞれ４１０（Ｔｏｒｒ）、５００（Ｔｏｒｒ）と
なった。
【００３４】
　次に、ＴＯＰ測定後の磁気ヘッドのスライダ表面を、Ｘ線電子分光法（以下ＥＳＣＡと
する）を用いて測定した（第１判定）。潤滑剤の付着は特開２０００－２０８５３２号公
報に倣い、磁気ヘッドのＲ／Ｗ素子付近のスライダ後端部表面上に付着した潤滑剤膜厚が
ヘッド浮上量の５％以下であったときをＮＧと判定した。浮上量が１２ｎｍとなる磁気ヘ
ッドを使用したため０．６ｎｍを判定ラインとした。その結果、磁気ディスク＃３はＮＧ
であり、磁気ディスク＃１、磁気ディスク＃２のスライダ表面には潤滑剤の付着が観察さ
れなかった。
【００３５】
　（離脱工程）
　次に、磁気ディスク＃１、磁気ディスク＃２について、再度、磁気ディスク１００上に
、磁気ヘッドをロードさせ、気圧を５（Ｔｏｒｒ／ｓｅｃ）刻みで減少させて磁気ヘッド
を磁気ディスク１００の表面に接触させた後に、得られたＴＯＰを含む所定の気圧間とし
てＴＯＰ±５０（Ｔｏｒｒ）の幅で磁気ディスク１００の気圧を１００（Ｔｏｒｒ／ｓｅ
ｃ）で増加させた。
【００３６】
　図４は、本実施例における離脱工程の結果を説明するための図であり、例として磁気デ
ィスク＃１を測定した結果を示す。磁気ディスク＃１のＴＯＰは３９０（Ｔｏｒｒ）であ
るため、気圧３４０（Ｔｏｒｒ）から４４０（Ｔｏｒｒ）までを１００（Ｔｏｒｒ／ｓｅ
ｃ）で増加させた。このように磁気ディスク１００の回転時に測定環境の気圧を急激に増
加させることにより、磁気ディスク１００の表面から磁気ヘッドを急速に引き離した。同
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様に磁気ディスク＃２では、気圧３６０（Ｔｏｒｒ）から４６０（Ｔｏｒｒ）までを増加
させて、磁気ディスク１００の表面に接触している磁気ヘッドを急速に引き離した。
【００３７】
　磁気ヘッドを急速に引き離し、常圧まで気圧を上げた後に、磁気ヘッドのスライダ表面
を、上記と同様にしてＥＳＣＡにより測定した（第２判定）。その結果、磁気ディスク＃
２のスライダ表面はＮＧであり、磁気ディスク＃１のスライダ表面には潤滑剤の付着が観
察されなかった。これらの結果を下記表１に示す。
【表１】

【００３８】
　さらに３種類の磁気ディスク１００（磁気ディスク＃１～＃３）をロード・アンロード
方式ＨＤＤに搭載し、浮上量が１０ｎｍの磁気ヘッドを用いて、６０℃、湿度８０％環境
下のロード・アンロード耐久性試験を行った。ＨＤＤの通常の使用状況では、１０年程度
でロード・アンロード回数は４０万回程度である。本実施例のロード・アンロード耐久性
試験において同程度の回数に耐えられれば、さらに高い耐久性を持つことが示される。そ
こでの４０万回以上を信頼性の基準とした。このロード・アンロード耐久性試験の結果、
磁気ディスク＃１ではロード・アンロード回数が４０万回を超えたのに対し、磁気ディス
ク＃２では３０万回未満であった。磁気ディスク＃３では２０万回を超えることはできな
かった。
【００３９】
　この結果から、急速浮上を行った磁気ヘッドスライダに潤滑剤付着が確認される磁気デ
ィスク１００は、十分な信頼性を保有していないことがわかった。表１からわかるように
、磁気ディスク１００のＴＯＰ測定工程において、媒体表面から急速浮上を行った磁気ヘ
ッドスライダについて潤滑剤の付着を判定（第２判定）することにより、ロード・アンロ
ード耐久性試験との相関が取ることが可能であり、高いレベルで磁気ディスク１００の信
頼性を評価することができる。
【００４０】
　本発明は上記実施例に限定されず、適宜変更して実施することができる。上記実施例に
おける材質、個数、サイズ、処理手順などは一例であり、本発明の効果を発揮する範囲内
において種々変更して実施することが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱し
ない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、垂直磁気記録方式のＨＤＤなどに搭載される磁気ディスクに適用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施の形態に係る磁気ディスクの構成を説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る磁気ディスクの製造方法の流れを説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３】本発明の実施例における磁気ディスクのＴＯＰを測定した結果を説明するための
図である。
【図４】本発明の実施例における離脱工程の結果を説明するための図である。
【図５】ＴＯＰ測定時における磁気ヘッドのスライダへの潤滑剤付着過程を示す図である
。
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【符号の説明】
【００４３】
　１００　磁気ディスク
　１１０　ディスク基板
　１２０　磁気記録層
　１３０　媒体保護層
　１４０　潤滑層
　２００　磁気ヘッドのスライダ
　３００　メニスカス
　３００ａ　移着潤滑剤

【図１】 【図２】
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【図５】
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